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Beschreibung 

[0001 J Die Erfindung betriftt eine Anordnung zum 
gleichmaBigen Umstromen einer Oberflache einer Pro- 
be mlt Russigkeit, wobei die Probe in der Flussigkeit ro- 
tiert. Femer betrifft die Erfindung die Verwendung der 
Anordnung. 

[0002] Solche Anordnungen werden insbesondere 
verwendet zur gaivanischen Bearbeitung von Oberfla- 
chen, wobei sich in einem Elektrolyten die mit der Ka- 
thode verbundene Probe und eine Anode gegenuber- 
stehen. Dabei ist wunschenswert, daB bei galvanischer 
Abscheidung die abgeschiedenen Schichten uber die 
beschichtete Oberflache homogen sind bezuglich 
Schichtdicke und weiteren funktionellen Eigenschaften, 
wie z. B. intrinsischem StreB. Dies erfordert einen 
gleichmaBigen Ubergang des im Eiektrolyten gelosten 
Stoffes auf die Schichtoberflache. 
[0003] Aus der EP 0 856 598 A1 ist eine Anordnung 
zum gaivanischen Beschichten einer Oberflache be- 
kannt, bei der eine rotierende Probe seitlich durch eine 
Duse mit dem Elektrolyten angestromt wird. Durch die 
rotierende Probe kann uber Mittelwertbildung eine ho- 
mogene Schichtdicke erreicht werden. Der Nachteil die- 
ser Anordnung besteht darin, daB die aus der Duse aus- 
tretende Stromung nicht laminar ist. Die dabei auftre- 
tende Wirbelbildung fuhrt zu ungleichmaBigen Abschei- 
deraten. Ferner wirkt sich die ungleichmaBige Stro- 
mung auch auf die Anode aus, an der sich das abzu- 
scheidende Material im Elektrolyten aufldst. Bei un- 
gleichmaBiger Anstrdmung der Anode konnen lonen- 
konzentrationsunterschiede innerhalb des Elektrolyten 
auftreten. 

[0004] Femer sind Anordnungen zum gaivanischen 
Abscheiden von Schichten bekannt, bei denen eine ru- 
hende Probe in einer Stromungszelle angeordnet ist. 
Bei der Stromungszelle wird die einstromendebzw. aus- 
strdmende Flussigkeit durch mehrere parallel liegende 
Rdhrchen gefuhrt. Dadurch wird versucht, eine mdg- 
lichst gleichmaBige Stromung in der Zelle zu erzeugen. 
Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, daB auf 
der ruhenden Probe vorhandene Partikel zu Strd- 
mungsschatten fuhren konnen. Daruber hinaus werden 
partiell auftretende Inhomogenitaten im elektrischen 
Feld zwischen Anode und Kathode wegen der ruhenden 
Probe nicht ausgeglichen. 

[0005] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, 
eine Anordnung zum gleichmaBigen Umstromen einer 
Oberflache einer Probe mit Flussigkeit bereitzustellen, 
bei derStrdmungswirbel, Strom ungsschatten und Inho- 
mogenitaten aufgrund einer ruhenden Probe vermieden 
werden und bei der die Stromung uber der Oberflache 
laminar ist. 

[0006] Dieses Ziel wird erfindungsgemaB durch eine 
Anordnung nach Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Aus- 
gestaltungen der Erfindung sowie Verwendungen der 
Erfindung sind den weiteren Anspruchen zu entneh- 
men. 



[0007] Die Erfindung gibt eine Anordnung zum gleich- 
maBigen Umstromen einer Oberflache einer Probe mit 
Flussigkeit an, die einen Strdmungsraum aufweist, der 
von der Flussigkeit durchstromt ist. Im Strdmungsraum 

5 befindet sich zumindest teilweise eine Probe, die mittels 
eines Drehantriebs um eine Drehachse drehbar ist. 
Ausgehend von einem Zulaufbehalter und einem Ab- 
laufbehalter verlaufen Zustrdmrdhren bzw. Abstrdmrdh- 
ren von und zu entgegensetzten Enden des Strdmungs- 

10 raumes. Dabei gehen die Rohren jeweils von den Be- 
haltern aus. Die Flussigkeit wird uber ein Zulaufrohr 
dem Zulaufbehalter zugefuhrt. Die Flussigkeit wird uber 
ein Ablaufrohr, das im Ablaufbehalter beginnt, aus die- 
sem abgefuhrt. Dabei erfullen Zu- und Ablaufbehalter 

15 lediglich eine Verteilerfunktion von den Rohren zu den 
Rohren. Die Anordnung weist ferner Mittel auf, die zum 
Erzeugen einer Stromung geeignet sind. Zudem weist 
die Anordnung Filter auf, die an einer Stelle der Anord- 
nung von der Russigkeit durchstromt werden. Diese Fil- 

20 ter sind entweder im Zu- bzw. Ablaufbehalter oder in den 
Zu- bzw. Abstromrohren angeordnet. 
[0008] Durch die erfindungsgemaBe Kombination ei- 
ner Stromungszelle mit einem von der Flussigkeit 
durchstromten Filter und die daraus resultierende 

25 gleichmaBige Stromung in den Zustromund Abstrom- 
rohren, wird zusammen mit einer rotierenden Probe ei- 
ne laminare Umstromung der Oberflache erreicht. Fer- 
ner wird erreicht, daB aufgrund einer ruhenden Probe 
auftretende Inhomogenitaten vermieden werden. 

30 [0009] Eine besonders gleichmaBige Umstromung 
der Oberflache erhalt man erfindungsgemaB dadurch, 
daB die Poren des oder der Filter in ihrer GroBe und 
Anzahl so eingestellt sind, daB der Druckunterschied 
zwischen den Zu- und Abstromrohren, die verschieden 

35 weit vom ZuVAblaufrohr entfemt sind, ausgeglichen 
wird. Dies erreicht man vorzugsweise dadurch, daB bei 
weiter vom Zu- oder Ablaufrohr entfernten Rohren eine 
groBere Gesamtporenflache des dazugehorigen Filters 
bzw. Filterabschnittsvon Flussigkeit durchstromt ist, als 

40 bei Rohren, die nahe am Zu- oder Ablaufrohr angeord- 
net sind. 

[0010] Besonders vorteilhaft kann die erfindungsge- 
maBe Anordnung zum gaivanischen Auf- oder Abtragen 
von Material auf oder von der Oberflache einer Probe 

45 Verwendung finden, wenn im Strdmungsraum eine 
Elektrode angeordnet ist und die Flussigkeit ein Elek- 
trolyt ist. Die Probe und die Elektrode sind mit einer 
Stromquelle verbunden. Es kann eine Gleichstromquel- 
le verwendet werden, deren Polaritat entsprechend der 

so Anwendung zum Auf- oder Abtragen gewahlt wird. Die 
Stromquelle kann daruber hinaus auch pulsierend sein, 
wodurch die Abscheidung mechanisch verspannter 
Schichten auf der Probenoberflache ermoglicht wird. 
[0011] Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum 

55 gaivanischen Auf- oder Abtragen von Material auf oder 
von einer Oberflache einer Probe, bei der erfindungs- 
gemaB der Strdmungsraum zwei zueinander parallele 
ebene Begrenzungswande aufweist. Diese Begren- 
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zungswande weisen dabei eine erste bzw. eine zweite 
Ausnehmung auf . Die Probe weist eine im wesentlichen 
ebene Oberflache auf und ist urn eine senkrecht zur 
Oberflache veriaufende Drehachse drehbar so ange- 
ordnet, daB mit dieser Oberflache die erste Ausneh- 
mung abgedeckt wird, wobei die Oberflache mit der zu- 
gehorigen Begrenzungswand eine Ebene bildet. Auch 
die Eiektrode weist eine ebene Oberflache auf, die die 
zweite Ausnehmung abdeckt und mit der zugehorigen 
Begrenzungswand eine Ebene bildet. Der Stromungs- 
raum ist in diesem Fall von parallel zu den Zu- und Ab- 
stromrohren verlaufenden ebenen Begrenzungswan- 
den begrenzt, was die Ausbildung einer laminaren Stro- 
mung zusatzlich begiinstigt. 

[001 2] Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum 
galvanischen Auftragen von Material, bei der erfin- 
dungsgemaB die Anode ein Gitterkorb aus elektroche- 
misch inertem Material ist, welcher eine ebene, Ldcher 
enthaltende Oberflache aufweist. Dieser Gitterkorb ist 
mit dem abzuscheidenden Material als Granulat gefutlt. 
Durch die Granulatform des abzuscheidenden Materi- 
als ist die Kontaktflache mit dem Elektrolyten besonders 
groB, wodurch sich das abzuscheidende Material leich- 
ter im Elektrolyten auflost. 

[0013] Zudem ist es besonders vorteilhaft, wenn die 
Eiektrode aus einem mit Platin oder einem anderen 
Edelmetall beschichteten Metall besteht. In diesem Fall 
wirdabzuscheidendes Material ausschlieBlich durch Er- 
setzen des verbrauchten Elektrolyten nachgeliefert. An 
der Anode wird dann der Elektrolyt bzw. dessen ubli- 
cherweise waBriges Losungsmittei zersetzt. Eine mog- 
liche elektrochemische Reaktion mit einem gelostes 
Nickel enthaltenden Elektrolyten ware beispielsweise 
die Abscheidung von Nickel an der Kathode und die 
gleichzeitige Erzeugung von Sauerstoff aus dem Was- 
ser der Losung an der Anode. 

[0014] Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum 
gleichmaBigen Umstromen einer Oberflache einer Pro- 
be mit Flussigkeit, bei der erf indungsgemaB das Zu- und 
Ablaufrohr jeweils fiber ein Drosselventil in einen mit 
Flussigkeit gefullten Vorratsbehalter gefuhrt sind. Als 
Mittel zum Erzeugen einer Stromung kommt dabei eine 
Flussigkeitspumpe in Betracht, die die Flussigkeit des 
Vorratsbehalters durch das Zulaufrohr pumpt. Ferner 
sind im Vorratsbehalter Mittel zum Filtern sowie zur Re- 
gelung von Temperatur, pH-Wert und Fullstand der 
Flussigkeit vorgesehen. Fur den Fall, daB die Flussig- 
keit ein Elektrolyt ist, sind zudem Mittel zur Regelung 
der lonenkonzentration des Elektrolyten vorgesehen. 
[001 5] Dadurch wird es moglich, beispielsweise einen 
BeschichtungsprozeB genauestens zu kontrollieren, 
denn die Uberwachung und Kontrolle der relevanten 
Parameter Temperatur, pH-Wert und lonenkonzentrati- 
on des Elektrolyten begunstigen eine homogene 
Schichtabscheidung. 

[0016] Die Erfindung kann besonders vorteilhaft ver- 
wendet werden zum Abscheiden einer mechanisch ver- 
spannten Schicht aus Nickel/Eisenlegierung auf einem 



Wafer. Dieser Wafer besteht dann vorzugsweise aus Si- 
lizium oder Keramik. Durch Verwendung der erfin- 
dungsgemaBen Anordnung kann erreicht werden, daB 
die Zusammensetzung der Legierung und die intrinsi- 

s sche mechanische Spannung der Schicht iiber den Wa- 
fer homogen ist. Aus der abgeschiedenen Schicht kon- 
nen durch Strukturierung von Rechtekken, die anschiie- 
Bend partiel! unteratzt werden, vom Wafer weggeboge- 
ne Federn in einem BatchprozeB hergestellt werden. 

w Solche Federn finden beispielsweise Verwendung in mi- 
niaturisierten Relais. 

[0017] Die erfindungsgemaBe Anordnung kann auch 
besonders vorteilhaft verwendet werden zur Belackung 
von Wafern mit elektrophoretischem Lack. Die fur die 
15 Elektrophorese benotigte Spannung wird zwischen dem 
Wafer und einer gegenuberliegenden Eiektrode ange- 
legt. 

[0018] Ferner kann die erfindungsgemaBe Anord- 
nung auch besonders vorteilhaft verwendet werden 
20 zum stromlosen Abscheiden von Material auf der Ober- 
flache der Probe. 

[0019] Daruber hinaus kann die erfindungsgemaBe 
Anordnung auch verwendet werden zum Abtragen von 
Material von der Oberflache der Probe mit Hilfe einer 

25 Atzlosung. Beispielsweise konnte die Oberflache eines 
Silizium-Wafers mit KOH-L6sung geatzt werden. 
[0020] Im folgenden wird die Erfindung anhand von 
Ausfuhrungsbeispielen und den dazugehorigen Figuren 
naher erlautert. 

so [0021] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemaBe Anord- 
nung zum Umstromen einer Oberflache einer Probe mit 
Flussigkeit im schematischen Langsschnitt. 
[0022] Figur 2 zeigt den Stromungsraum einer erfin- 
dungsgemaBen Anordnung zum gleichmaBigen Um- 

35 stromen einer Oberflache im schematischen Quer- 
schnitt. 

[0023] Figur 3 zeigt einen Vorratsbehalter, in den ein 
Zu- und ein Ablaufrohr gefuhrt sind, im schematischen 
Langsschnitt. 

40 [0024] Figur 1 zeigt eine Anordnung zum gleichmaBi- 
gen Umstromen einer Oberflache mit einem Stro- 
mungsraum 1 , in dem sich ein Elektrolyt 2 befindet. Auf 
der Oberseite des Stromungsraums 1 ist ein Wafer 3 
angeordnet. Der Wafer 3 ist an eine Kathode 4 ange- 

45 schlossen und mittels eines Drehantriebs 5 um eine 
Achse senkrecht zu seiner Oberflache drehbar. Der 
Drehantrieb 5 ist mit Hilfe des Lagers 22 gelagert und 
mit Hilfe der Dichtung 23 gegenuber dem Wafer abge- 
dichtet. Gegenuber dem Wafer 3 befindet sich ein mit 

so einer Anode 6 verbundener Gitterkorb 15, der das ab- 
zuscheidende Material in Form von Granulat 1 4 enthalt. 
Der Stromungsraum 1 ist von einem Gehause 18 um- 
geben. Jeweils seitlich vom Stromungsraum 1 ist ein Zu- 
laufbehalter 9 und ein Ablaufbehalter 10 angeordnet. 

55 Die Behalter 9, 1 0 sind uber Zustromrohren 7 bzw. Ab- 
stromrohren 8 mit dem Stromungsraum 1 verbunden. 
Im Zulaufbehalter 9 und im Ablaufbehalter 10 befindet 
sich je ein Filter 13. Durch dieses Filter 13 wird eine 
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mdglichst gteichmaBige Durchstrdmung der Zustrdnv 
rohren 7 und der Abstromrohren 8 erreicht. Das Filter 
13 enthalt Filterporen 24, durch die der Elektrolyt 2 strd- 
men kann. 

[0025] Figur 2 zeigt einen Strdmungsraum 1 , der auf 
der Oberseite mit einem Wafer 3 abgedeckt ist. Seitlich 
zum Strdmungsraum 1 ist ein Zulaufbeh alter 9 und ein 
Ablaufbehalter 10 angeordnet. Im Zulaufbehalter 9 en- 
det ein Zulaufrohr 11 , das Flussigkeit In den Zulaufbe- 
halter 9 transportlert. Im Ablaufbehalter 10 beginnt ein 
Ablaufrohr 12, das Flussigkeit vom Ablaufbehalter 10 
wegtransportiert. Der Strdmungsraum 1 ist mit dem Zu- 
laufbehalter 9 und dem Ablaufbehalter 10 uber parallel 
verlaufende Zustromrohren 7 bzw. Abstromrohren 8 
verbunden. Im Zulaufbehalter 9 und im Ablaufbehalter 
10 befindet sich ein Filter 13 mit Filterporen 24. Die Grd- 
Be der Filterporen 24 ist uber die Gesamtf ilterflache va- 
riierend so gewahlt, daB der Druckunterschied zwi- 
schen verschieden weit vom Zulaufrohr 1 1 bzw. Ablauf- 
rohr 1 2 entfernten Zustromrohren 7 bzw. Abstromrohren 
8 ausgeglichen wird. Dadurch wird eine gleichfdrmige 
Durchstrdmung der Zustromrohren 7 und der Abstrom- 
rohren 8 erreicht, was eine laminare Strdmung im Strd- 
mungsraum 1 begunstigt. 

[0026] Figur 3 zeigt einen mit Elektrolyt 2 gefOllten 
Vorratsbehalter 1 7, in den ein Ablaufrohr 1 2 und ein Zu- 
laufrohr 11 gefuhrt sind. Das Zulaufrohr 11 ist uber ein 
Drosselventil 1 6 in den Vorratsbeh alter 1 7 gefuhrt. Als 
Mittel zur Erzeugung einer Stromung findet die Fdrder- 
pumpe 20 Verwendung. Im Vorratsbehalter 17 ist eine 
Heizung 19 angeordnet, die zur Temperaturregelung 
verwendet wird. Mittels einer weiteren Fdrderpumpe 25 
und einer Filterpatrone 21 kann der Elektrolyt 2 aus dem 
Vorratsbehalter 1 7 in einem kontinuierlichen ProzeB ge- 
reinigt werden. 

[0027] Mit Hilfe des Drehantriebs und der Forderpum- 
pe kann die Rotationsgeschwindigkeit des Wafers und 
die Strdmungsgeschwindigkeit des Elektrolyten auf den 
gewiinschten ProzeB abgestimmt werden. 
[0028] Die Erfindungbeschrankt sich nichtauf diebei- 
spielhaft gezeigten Ausfuhrungsformen, sondern wird in 
ihrer allgemeinsten Form durch Anspruch 1 definiert. 



PatentansprUche 

1. Anordnung zum gleichmaBigen Umstrdmen einer 
Oberflache einer Probe (3) mit einer Flussigkeit (2), 
aufweisend 

einen Strdmungsraum (1), der von der Flussig- 
keit (2) durchstrdmt ist, 

eine zumindest teilweise im Stromungsraum 
(1) befindliche Probe (3), die mittels eines 
Drehantriebs (5) um eine Drehachse drehbar 
ist, 

Zu- und Abstromrohren (7, 8), die jeweils von 
einem Zu- bzw. Ablaufbehalter (9, 10) ausge- 



hen, 

- ein Zulaufrohr (11), das im Zulaufbehalter (9) 
endet, 

ein Ablaufrohr (12), 
s - Mittel (20) zum Erzeugen einer Strdmung, und 
im Zu- und/oder Ablaufbehalter (9, 10) oder in 
den Zu- bzw. Abstromrohren (7, 8) angeordne- 
te, von der Flussigkeit (2) durchstrdmte Filter 
(13), 

w 

dadurch gekennzeichnet, daB die Zu- und Ab- 
stromrohren (7, 8) zu entgegengesetzten Enden 
des Strdmungsraumes (1) veriaufen und das Ab- 
laufrohr (12) im Ablaufbehalter (10) beginnt. 

15 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , 

bei der die GrdBe und die Anzahl der Filterporen 
(24) uber die Gesamtfilterflache variierend so ein- 
gestellt slnd, daB ein eine ungleichmaBige Durch- 

20 strdmung der Rohren (7, 8) erzeugender Druckun- 
terschied zwischen verschieden weit vom Zu-/Ab- 
laufrohr (11, 12) entfernten Zu-/Abstrdmrdhren (7, 
8) durch verschiedene den einzelnen Rohren (7, 8) 
zugeordnete durchstrdmte Gesamtporenflachen 

25 kompensiert ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 zum galvani- 
schen Aufoder Abtragen von Material auf oder von 
der Oberflache der Probe (3), die eine Elektrode (6) 

30 im Strdmungsraum (1 ) aufweist, bei der die Flussig- 
keit (2) ein Elektrolyt ist und bei der die Probe (3) 
und die Elektrode (6) mit einer pulsierenden oder 
konstanten Stromquelle verbunden sind. 

35 4. Anordnung nach Anspruch 3 zum galvanischen 
Auf- oder Abtragen von Material auf oder von der 
Oberflache der Probe, bei der 

der Strdmungsraum (1 ) zwei parallel zur Strd- 
40 mungsrichtung angeordnete ebene Begren- 

zungswande mit einer ersten bzw. einer zwei- 
ten Ausnehmung aufweist, 
die Probe (3) eine im wesentlichen ebene 
Oberflache aufweist, zu der die Drehachse 
45 senkrecht angeordnet ist, 

die Probe (3) die erste Ausnehmung abdeckt 
und die genannte ebene Oberflache mit der zu- 
gehdrigen Begrenzungswand eine Ebene bil- 
det, und 

so - die Elektrode (6) mit einer ebenen Oberflache 
die zweite Ausnehmung abdeckt und mit der 
zugeharigen Begrenzungswand eine Ebene 
bildet. 

55 5. Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die Elektrode (6) einen mit dem abzuschei- 
denden Material (14) in Granulatform gefullter Git- 
terkorb (15) aus elektrochemisch inertem Material 
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ist, welcher eine ebene, Locher enthattende Ober- 
flache aufweist. 

6. Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die Elektrode (6) aus einem mit Platin oder 
einem anderen Edelmetall beschichteten eine ebe- 
ne Oberflache aufweisenden Metallkorper besteht. 

7. Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, 

bei der das Zu- und/oder das Ablaufrohr (11, 12) 
uber ein Drosselventil (1 6) in einen mit Fliissigkeit 
(2) gefullten Vorratsbehalter (1 7) gefuhrt 1st, der Mlt- 
tel zum Filtern (21) sowie zur Regelung von Tem- 
peratur(19), pH-Wert, Fullstand und ggf. auch der 
lonenkonzentration der Flussigkeit (2) aufweist. 

8. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 5 bis 7 
zum Abscheiden einer Schicht aus Nickel-/Eisenle- 
gierung auf einem Silizium- Oder Keramikwafer (3), 
wobei die Legierungszusammensetzung und die in- 
trinsische mechanische Spannung der Schicht uber 
den Wafer (3) homogen ist. 

9. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 bis 7 
zum Belakken eines Wafers (3) mit elektrophoreti- 
schem Photolack. 

10. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 oder 
2 zum stromlosen Abscheiden von Material auf der 
Oberflache der Probe. 

11. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 oder 
2 zum Abtragen von Material von der Oberflache 
der Probe, wobei als Flussigkeit eine Atzlosung ein- 
gesetzt wird. 



Claims 

1. An arrangement for allowing a liquid (2) to flow 
evenly around a surface of a sample (3), having 

a flow chamber (1) through which the liquid 
(2) flows, 

a sample (3) at least partly located in the flow 
chamber (1) and rotatable about an axis of rotation 
by means of a rotary drive (5), 

inflow and outflow tubes (7, 8) which lead out 
of a supply and a drainage container (9,10) respec- 
tively, 

a supply tube (11) which terminates in the 
supply container (9), 

a drainage tube (12), 

means (20) of generating a flow, and 

filters (13) which are arranged in the supply 
and/or drainage containers (9, 10) or in the inflow 
and outflow tubes (7, 8) and through which the liquid 
(2) flaws, 

characterised in that the inflow and outflow 



tubes (7, 8) extend at opposing ends of the flow 
chamber (1) and the drainage tube (12) begins in 
the drainage container (1 0). 

5 2. An arrangement according to Claim 1 , in which the 
size and number of the filter pores (24) are deter- 
mined to vary over the total filter surface such that 
a pressure difference, generating an uneven flow 
through the tubes (7, 8), between inflow/outflow 

10 tubes (7, 8) which are at different distances from the 
supply/drainage tubes (11, 12) is compensated by 
different total pore surface areas through which 
there is flow and which are associated with the in- 
dividual tubes (7, 8). 

15 

3. An arrangement according to Claim 1 or 2 for gal- 
vanically depositing or removing material onto or 
from the surface of the sample (3), which has an 
electrode (6) in the flow chamber (1), in which the 

20 liquid (2) is an electrolyte and in which the sample 
(3) and the electrode (6) are connected to a pulsed 
or constant power source. 

4. An arrangement according to Claim 3 for galvani- 
25 cally depositing or removing material onto or from 

the surface of the sample, in which 

the flow chamber (1 ) has two planar delimiting 
walls arranged parallel to the direction of flow, hav- 
ing a first and a second cutout, 
30 the sample (3) has a substantially planar sur- 

face with respect to which the axis of rotation is ar- 
ranged to be perpendicular, 

the sample (3) covers the first cutout and the 
said planar surface forms a plane with the associ- 
35 ated delimiting wall, and 

the electrode (6) having a planar surface cov- 
ers the second cutout and forms a plane with the 
associated delimiting wall. 

40 5. An arrangement according to Claim 4, in which the 
electrode (6) is a mesh basket (15) filled with the 
material (14) to be deposited in granular form and 
made of an electrochemically inert material and 
having a planar surface containing holes. 

45 

6. An arrangement according to Claim 4, in which the 
electrode (6) comprises a metal body coated with 
platinum or another precious metal and having a 
planar surface. 

50 

7. An arrangement according to Claim 1 to 6, in which 
the supply and/or drainage tubes (1 1 , 1 2) are guid- 
ed by way of a choke valve (1 6) into a reservoir (1 7) 
which is filled with liquid (2) and has means of filter- 

55 jng (21 ) and regulating temperature (1 9), pH value, 
filling level and where appropriate also the ion con- 
centration of the liquid (2). 



9 



EP 1 204 786 B1 



10 



8. The use of the arrangement according to Claim 5 
to 7 for depositing a layer of nickel/iron alloy onto a 
silicon or ceramic wafer (3), where the composition 
of the alloy and the intrinsic mechanical stress of 
the layer are homogeneous over the wafer (3). 

9. The use of the arrangement according to Claim 1 
to 7 for coating a wafer (3) with electrophoretic pho- 
to-resist. 

10. The use of the arrangement according to Claim 1 
or 2 for currentless deposition of material onto the 
surface of the sample, 

1 1 . The use of the arrangement according to Claim 1 
or 2 for removing material from the surface of the 
sample, where the liquid used is an etching solution. 



Revendications 

1 . Dispositif permettant un ecoulement continu d'un li- 
quide (2) autour de la surface d'un echantillon (3), 
comprenant 

un espace d'ecouiement (1 ) traverse par le li- 
quide (2) 

un echantillon (3) agence au moins partielle- 
ment dans I'espace d'ecouiement (1 ), pouvant etre 
tourne autour d'un axe de rotation par I'intermediai- 
re d'un mecanisme d'entraTnement en rotation (5), 

des tubes d'alimentation et d'evacuation (7, 8) 
partant respectivement d'un recipient d'alimenta- 
tion et d'evacuation (9, 10), 

un tube d'alimentation (11) seterminant dans 
le recipient d'alimentation (9), 

un tube d'evacuation (12), 

un moyen (20) destine a etablir un ecoule- 
ment, et 

des filtres (13) traverses par le liquide, agen- 
ces dans le recipient d'alimentation et/ou d'evacua- 
tion (9, 10) ou dans les tubes d'amenee ou d'echap- 
pement (7, 8), 

caracterise en ce que les tubes d'alimenta- 
tion et d'evacuation (7, 8) s'etendent vers les extre- 
mites opposees de I'espace d'ecouiement (1) et en 
ceque le tube d'evacuation (12) s'etend a partir du 
recipient d'evacuation (10). 

2. Dispositif selon la revendication 1 , dans lequel les 
dimensions et le nombre des pores filtrants (24) 
sont ajustes de maniere variable sur I'ensemble de 
la surface du f iltre, de sorte a compenser une diffe- 
rence de pression, entrainant un ecoulement irre- 
gulier a travers les tubes (7, 8) entre des tubes 
d'arnenee/d'echappement (7, 8) agences a des dis- 
tances differentes du tube d'alimentation/d'evacua- 
tion (11,12) par differentes surfaces a pores globa- 
les traversees par I'ecoulement, affectees aux dif- 



ferents tubes (7, 8). 

3. Dispositif selon les revendications 1 ou 2 permet- 
tant Implication electrolytique de materiau sur la 

5 surface de I'echantillon ou la separation correspon- 
dante, comportant une electrode (6) dans I'espace 
d'ecouiement (1), le liquide (2) etant constitue par 
un electrolyte, I'echantillon (3) et I'electrode (6) 
etant relies a une source de courant a pulsations ou 

10 continue. 

4. Dispositif selon la revendication 3 permettant im- 
plication ou la separation par galvanisation de ma- 
teriau sur la surface de I'echantillon, dans lequel 

15 I'espace d'ecouiement (1 ) comporte deux pa- 

ra is de delimitation comportant un premier et un 
deuxieme evidement, agencies parallelement a la 
direction de I'ecoulement, 

I'echantillon (3) a pour I'essentiel une surface 

20 plane, I'axe de rotation etant agence perpendiculai- 
rement a celle-ci, 

I'echantillon (3) recouvre le premier evide- 
ment et la surface form ant un plan avec la paroi de 
delimitation correspondante, et 

25 I'electrode (6) recouvre avec une surface pla- 

ne le deuxieme evidement et formant un plan avec 
la paroi de delimitation correspondante. 

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel 
30 I'electrode (6) comporte un panier grillage (15), 

compose d'un materiau electrochimiquement iner- 
te, comportant une surface plane contenant des 
trous, rempli du materiau devant etre separe (14) 
sous forme de granules. 

35 

6. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel 
I'electrode (6) est constitute par un corps metalli- 
que comportant une surface plane revetue de pla- 
tine ou d'un autre metal precieux. 

40 

7. Dispositif selon les revendications 1 a 6, dans le- 
quel le tube d'alimentation et/ou d'evacuation (11, 
12) est guide par I'intermediaire d'une soupape 
d'etranglement (16) dans un reservoir (17) rempli 

45 d'un liquide (2), comportant des moyens de filtrage 
(21 ) et de reglage de la temperature (19), de la va- 
leur pH, du niveau de remplissage et eventuelle- 
ment aussi de la concentration ionique du liquide 
(2). 

50 

8. Utilisation du dispositif selon les revendications 5 a 
7 pour la separation d'une couche composee d'un 
alliage de nickel/fer d'une plaquette de silicium ou 
de ceramique (3), la composition de I'alliage et la 

55 tension mecanique intrinseque de la couche etant 
homogenes au-dela de la plaquette (3). 

9. Utilisation du dispositif selon les revendications 1 a 
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7 pour le vernissage d'une plaquette (3) avec un 
vernis photosensible electrophoretique. 

10. Utilisation du dispositif selon les revendications 1 

ou 2 pour ta separation sans courant de materiau 5 
de la surface de I'echantiilon. 

11. Utilisation du dispositif selon les revendications 1 
ou 2 pour ta separation de materiau de la surface 

de I'echantiilon, le liquide etant constitue par une io 
solution de decapage. 
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v—i (57) Abstract: The invention relates to an arrangement enabling a liquid (2) to flow evenly around a surface of a sample (3). Said 
arrangement has a flow chamber (1) through which a liquid (2) flows via inlet and outlet pipes (7, 8). The sample (3) can be rotated 
about an axis of rotation by means of a rotary drive (5). A filter (13) which extends crosswise to the direction of flow of the liquid 

C** (2) and which ensures that said liquid flows evenly through the inlet and outlet pipes (7, 8) is situated in front of said inlet and outlet 

22 ( 7 ' 8 )- 1116 inventive arrangement is especially suitable for precipitating a homogenous layer of a nickel/iron alloy on a silicon 

^ wafer (3). The invention also relates to the use of the inventive arrangement. 

1—4 

^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum gleichmSssigen Umstromen einer Oberflache einer Probe 
O (3) rnit FlUssigkeit (2), die einen Stromungsraum (1) aufweist, der Uber Zu- und AbstrOmrohren (7, 8) von einer FlUssigkeit (2) 
durchstrOmt ist. Die Probe (3) ist mittels eines Drehantriebs (5) um eine Drehachse drehbar. Vor den Zu- und AbstrOmrOhren (7, 8) 
O ist ein quer zur Stromungsrichtung der FlUssigkeit (2) verlaufendes Filter (13) 
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angeordnet, der fur eine gleichmassige Durchstrdmung der Zu- und Abstromrohren (7, 8) sorgL Die Anordnung ist insbesondere 
geeignet zum Abscheiden einer homogenen Schicht aus einer Nickel-/ Eisenlegierung auf einem Silizium- Wafer (3). Ferner betrifft 
die Erfmdung die Verwendung der Anordnung. 
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Beschreibung 

Anordnung zura gleichmafcigen Umstr6men einer Oberflache einer 
Probe mit Flttssigkeit und Verwendung der Anordnung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum gleichmafcigen Um- 
stromen einer Oberflache einer Probe mit Fliissigkeit, wobei 
die Probe in der Fliissigkeit rotiert. Ferner betrifft die Er- 
findung die Verwendung der Anordnung. 

Solche Anordnungen werden insbesondere verwendet zur galvani- 
schen Bearbeitung von Oberfl&chen, wobei sich in einem Elek- 
trolyten die mit der Kathode verbundene Probe und eine Anode 
gegenuberstehen. Dabei ist wunschenswert , da£ bei galvani- 
scher Abscheidung die abgeschiedenen Schichten uber die be- 
schichtete Oberflache homogen sind bezUglich Schichtdicke und 
weiteren f unktionellen Eigenschaf ten, wie z. B. intrinsischem 
Strefc. Dies erfordert einen gleichmafiigen Ubergang des im 
Elektrdlyten gelosten Stoffes auf die Schichtober f lache . 

Aus der EP 0 856 598 Al ist eine Anordnung zum galvanischen 
Beschichten einer Oberflache bekannt, bei der eine rotierende 
Probe seitlich durch eine Duse mit dem Elektrolyten ange- 
strdmt wird. Durch die rotierende Probe kann iiber Mittelwert- 
bildung eine homogene Schichtdicke erreicht werden. Der Nach- 
teil dieser Anordnung besteht darin, daS die aus der Duse 
austretende Stromung nicht laminar ist. Die dabei auftretende 
Wirbelbildung ftthrt zu ungleichmafcigen Abscheideraten . Ferner 
wirkt sich die ungleichm&Sige Stromung auch auf die Anode 
aus, an der sich das abzuscheidende Material im Elektrolyten 
auf ldst. Bei ungleichmafciger Anstromung der Anode konnen Io- 
nenkonzentrationsunterschiede innerhalb des Elektrolyten auf- 
treten . 

Ferner sind Anordnungen zum galvanischen Abscheiden von 
Schichten bekannt, bei denen eine ruhende Probe in einer 
StrSmungszelle angeordnet ist. Bei der StrSmungszelle wird 
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die einstromende bzw. ausstremende Fliissigkeit durch mehrere 
parallel liegende Rohrchen geftthrt. Dadurch wird versucht, 
eine moglichst gleichm&Sige Stromung in der Zelle zu erzeu- 
gen. Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, daS auf der 
5 ruhenden Probe vorhandene Partikel zu Stromungss chat ten fiih- 
ren kSnnen. Dariiber hinaus werden partiell auftretende Inho- 
mogenitaten im elektrischen Feld zwischen Anode und Kathode 
wegen der ruhenden Probe nicht ausgeglichen . 

10 Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Anordnung 
zum gleichmafeigen Umstrtfmen einer Oberflache einer Probe mit 
Fliissigkeit bereitzustellen, bei der Stromungswirbel , Stro- 
mungsschatten und InhomogenitcLten aufgrund einer ruhenden 
Probe vermieden werden und bei der die Stromung iiber der 

15 OberflSche laminar ist. 

Dieses Ziel wird erf indungsgemate durch eine Anordnung nach 
Anspruch 1 erreicht. Vorteilhaf te Ausgestaltungen der Erfin- 
dung sowie Verwendungen der Erfindung sind den weiteren An- 
20 spriichen zu entnehmen. 

Die Erfindung gibt eine Anordnung zum gleichmaSigen Umstromen 
einer Oberflache einer Probe mit Fliissigkeit an, die einen 
Str6mungsraum aufweist, der von der Fliissigkeit durchstromt 

25 ist. Im Stromungsraum befindet sich zumindest teilweise eine 
Probe, die mittels eines Drehantriebs um eine Drehachse dreh- 
bar ist. Ausgehend von einem Zulauf behai ter und einem Ablauf- 
behcllter verlaufen Zustromrohren bzw. Abstrdmrohren von und 
zu entgegensetzten Enden des Stromungsraumes . Dabei gehen die 

30 Rohren jeweils von den Behaltern aus . Die Fliissigkeit wird 
iiber ein Zulauf rohr dem Zulaufbehalter zugefuhrt. Die Fliis- 
sigkeit wird uber ein Ablaufrohr, das im Ablaufbehalter be- 
ginnt, aus diesem abgefuhrt. Dabei erfullen Zu- und Ablaufbe- 
halter lediglich eine Verteilerf unktion von den Rohren zu den 

3 5 R6hren. Die Anordnung weist ferner Mittel auf, die zum Erzeu- 
gen einer Stromung geeignet sind. Zudem weist die Anordnung 
Filter auf, die an einer Stelle der Anordnung von der Fliis- 
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sigkeit durchstrdmt werden. Diese Filter sind entweder im Zu- 
bzw. AblaufbehsLlter oder in den Zu- bzw. Abstromr6hren ange- 
ordnet . 

Durch die erf indungsgem£Se Kombination einer Stromungszelle 
mit einem von der Fltissigkeit durchstrdmten Filter und die 
daraus resultierende gleichmafeige StrSmung in den ZustrSm- 
und Abstromrohren, wird zusammen mit einer rotierenden Probe 
eine laminare Umstromung der Oberfl&che erreicht. Ferner wird 
erreicht, daS aufgrund einer ruhenden Probe auftretende Inho- 
mogenitaten vermieden werden. 

Eine besonders gleichma&ige Umstromung der OberflSche erhS.lt 
man erf indungsgemSS dadurch, daS die Poren des oder der Fil- 
ter in ihrer Grofie und Anzahl so eingestellt sind, daS der 
Druckunterschied zwischen den Zu- und Abstromrohren, die ver- 
schieden weit vom Zu-/Ablauf rohr entfernt sind, ausgeglichen 
wird. Dies erreicht man vorzugsweise dadurch, daS bei weiter 
vom Zu- oder Ablaufrohr entfernten Rohren eine grofeere Ge- 
samtporenf lache des dazugehorigen Filters bzw. Filterab- 
schnitts von Fltissigkeit durchstrdmt ist, als bei Rohren, die 
nahe am Zu- oder Ablaufrohr angeordnet sind. 

Besonders vorteilhaft kann die erf indungsgemSSe Anordnung zum 
galvanischen Auf- oder Abtragen von Material auf oder von der 
OberflSche einer Probe Verwendung finden, wenn im Str^mungs- 
raum eine Elektrode angeordnet ist und die Fltissigkeit ein 
Elektrolyt ist. Die Probe und die Elektrode sind mit einer 
Stromquelle verbunden. Es kann eine Gleichstromquelle verwen- 
det werden, deren Polarit&t entsprechend der Anwendung zum 
Auf- oder Abtragen gewahlt wird. Die Stromquelle kann dariiber 
hinaus auch pulsierend sein, wodurch die Abscheidung mecha- 
nisch verspannter Schichten auf der Probenoberf lache ermog- 
licht wird. 

Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum galvanischen 
Auf- oder Abtragen von Material auf oder von einer Oberfl&che 
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einer Probe, bei der erf indungsgemaS der Stromungsraum zwei 
zueinander parallele ebene Begrenzungswande aufweist. Diese 
Begrenzungswande weisen dabei eine erste bzw. eine zweite 
Ausnehmung auf. Die Probe weist eine im wesentlichen ebene 
Oberflache auf und ist um eine senkrecht zur Oberflache ver- 
laufende Drehachse drehbar so angeordnet, dafc mit dieser 
Oberflache die erste Ausnehmung abgedeckt wird, wobei die 
OberflSche mit der zugehorigen Begrenzungswand eine Ebene 
bildet. Auch die Elektrode weist eine ebene Oberflache auf , 
die die zweite Ausnehmung abdeckt und mit der zugehorigen Be- 
grenzungswand eine Ebene bildet. Der Str6mungsraum ist in 
diesem Fall von parallel zu den Zu- und Abstrdmrohren verlau- 
fenden ebenen Begrenzungswanden begrenzt, was die Ausbildung 
einer laminaren Stromung zusatzlich begtinstigt. 

Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum galvanischen 
Auftragen von Material, bei der erf indungsgemafc die Anode ein 
Gitterkorb aus elektrochemisch inertem Material ist, welcher 
eine ebene, Locher enthaltende Oberflache aufweist. Dieser 
Gitterkorb ist mit dem abzuscheidenden Material als Granulat 
gefallt. Durch die Granulatform des abzuscheidenden Materials 
ist die Kontaktf lache mit dem Elektrolyten besonders grofc, 
wodurch sich das abzuscheidende Material leichter im Elektro- 
lyten auf lost. 

Zudem ist es besonders vorteilhaft, wenn die Elektrode aus 
einem mit Platin oder einem anderen Edelmetall beschichteten 
Metall besteht. In diesem Fall wird abzuscheidendes Material 
ausschlieSlich durch Ersetzen des verbrauchten Elektrolyten 
nachgelief ert . An der Anode wird dann der Elektrolyt bzw. 
dessen ublicherweise wafiriges Losungsmittel zersetzt . Eine 
mogliche elektrochemische Reaktion mit einem gelostes Nickel 
enthaltenden Elektrolyten ware beispielsweise die Abscheidung 
von Nickel an der Kathode und die gleichzeitige Erzeugung von 
Sauerstoff aus dem Wasser der Losung an der Anode. 
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Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum gleichmaSigen 
Umstromen einer Oberfl&che einer Probe mit Fliissigkeit, bei 
der erf indungsgemaS das Zu- und Ablaufrohr jeweils uber ein 
Drosselventil in einen mit Flussigkeit gefullten Vorratsbe- 
5 halter gefuhrt sind. Als Mittel zum Erzeugen einer Strdmung 
kommt dabei eine FlUssigkeitspumpe *in Betracht, die die Flus- 
sigkeit des Vorratsbeh&lters durch das Zulaufrohr pumpt . Fer- 
ner sind im Vorratsbehal ter Mittel zum Filtern sowie zur Re- 
gelung von Tempera tur, pH-Wert und Fulls tand der Flussigkeit 
10 vorgesehen. Fur den Fall, daS die Flussigkeit ein Elektrolyt 
ist, sind zudem Mittel zur Regelung der Ionenkonzentration 
des Elektrolyten vorgesehen. 

Dadurch wird es moglich, beispielsweise einen Beschichtungs- 
15 prozefc genauestens zu kontrollieren, denn die Uberwachung und ro: 
Kontrolle der relevanten Parameter Temperatur, pH-Wert und 
Ionenkonzentration des Elektrolyten begunstigen eine homogene 
Schichtabscheidung . 

20 Die Erfindung kann besonders vorteilhaft verwendet werden zum 
Abscheiden einer mechanisch verspannten Schicht aus Nickel- 
/Eisenlegierung auf einem Wafer. Dieser Wafer besteht dann y 
vorzugsweise aus Silizium oder Keramik. Durch Verwendung der - 
erf indungsgemafien Anordnung kann erreicht werden, daS die Zu- 

25 sammensetzung der Legierung und die intrinsische mechanische 
Spannung der Schicht \iber den Wafer homogen ist. Aus der ab- 
geschiedenen Schicht konnen durch Strukturierung von Rechtek- 
ken, die anschliefcend partiell unteratzt werden, vom Wafer 
weggebogene Federn in einem BatchprozeS hergestellt werden. 

3 0 Solche Federn finden beispielsweise Verwendung in miniaturi- 
sierten Relais. 

Die erf indungsgemaSe Anordnung kann auch besonders vorteil- 
haft verwendet werden zur Belackung von Wafern mit elektro- 
35 phoretischem Lack. Die fur die Elektrophorese bendtigte Span- 
nung wird zwischen dem Wafer und einer gegemiberliegenden 
Elektrode angelegt. 
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Ferner kann die erf indungsgemafie Anordnung auch besonders 
vorteilhaft verwendet werden zum stromlosen Abscheiden von 
Material auf der Oberflache der Probe. 

Daruber hinaus kann die erf indungsgemSSe Anordnung auch ver- 
wendet werden zum Abtragen von Material von der Oberfl&che 
der Probe mit Hilfe einer AtzlGsung. Beispielsweise kSnnte 
die Oberflache eines Silizium-Waf ers mit KOH-L6sung geatzt 
werden . 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausf ilhrungsbei- 
spielen und den dazugehorigen Figuren n&her erlautert . 

Figur 1 zeigt eine erf indungsgem&Se Anordnung zum Umstromen 
einer Oberflache einer Probe mit Flttssigkeit im schematischen 
Langsschnitt . 

Figur 2 zeigt den Stromungsraum einer er f indungsgemaSen An- 
ordnung zum gleichmaSigen Umstromen einer Oberflache im sche- 
matischen Querschnitt. 

Figur 3 zeigt einen Vorratsbehalter , in den ein Zu- und ein 
Ablaufrohr gefuhrt sind, im schematischen Langsschnitt . 

Figur 1 zeigt eine Anordnung zum gleichma&igen Umstromen ei- 
ner Oberflache mit einem Stromungsraum 1, in dem sich ein 
Elektrolyt 2 befindet. Auf der Oberseite des Stromungsraums 1 
ist ein Wafer 3 angeordnet. Der Wafer 3 ist an eine Kathode 4 
angeschlossen und mittels eines Drehantriebs 5 urn eine Achse 
senkrecht zu seiner Oberflache drehbar. Der Drehantrieb 5 ist 
mit Hilfe des Lagers 22 gelagert und mit Hilfe der Dichtung 
23 gegenuber dem Wafer abgedichtet. Gegenuber dem Wafer 3 be- 
findet sich ein mit einer Anode 6 verbundener Gitterkorb 15, 
der das abzuscheidende Material in Form von Granulat 14 ent- 
halt. Der Stromungsraum 1 ist von einem Gehause 18 umgeben. 
Jeweils seitlich vom Stromungsraum 1 ist ein Zulauf behalter 9 
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und ein Ablaufbehalter 10 angeordnet . Die Behaiter 9, 10 sind 
\iber Zustromr6hren 7 bzw. Abstrdmrdhren 8 mit dem Strdmungs- 
raum 1 verbunden. Im Zulauf behaiter 9 und im Ablauf behaiter 

10 befindet sich je ein Filter 13. Durch dieses Filter 13 

5 wird eine moglichst gleichma&ige Durchs trSmung der ZustrSm- 
r6hren 7 und der Abstr6mr6hren 8 erreicht. Das Filter 13 ent- 
hait Filterporen 24, durch die der Elektrolyt 2 stromen kann. 

Figur 2 zeigt einen Stromungsraum 1, der auf der Oberseite 
10 mit einem Wafer 3 abgedeckt ist. Seitlich zum Stromungsraum 1 
ist ein Zulauf behaiter 9 und ein Ablaufbehalter 10 angeord- 
net . Im Zul auf behaiter 9 endet ein Zulauf rohr 11/ das Fliis — 
sigkeit in den Zulauf behaiter 9 transportiert . Im Ablaufbe- 
halter 10 beginnt ein Ablauf rohr 12, das Flussigkeit vom Ab- 
15 laufbehaiter 10 wegtransportiert . Der Stromungsraum 1 ist mit 
dem Zulauf behaiter 9 und dem Ablaufbehalter 10 uber parallel 
verlaufende Zustromrohren 7 bzw. AbstromrShren 8 verbunden. 
Im Zulaufbehalter 9 und im Ablaufbehalter 10 befindet sich 
ein Filter 13 mit Filterporen 24. Die GroSe der Filterporen 
20 24 ist uber die Gesamtf ilterf lache variierend so gewahlt, da£ 
der Druckunterschied zwischen verschieden weit vom Zulauf rohr 

11 bzw. Ablauf rohr 12 entfernten Zustromrohren 7 bzw. Ab- 
strflmrohren 8 ausgeglichen wird. Dadurch wird eine gleichfor- 
mige Durchs tromung der Zustromrohren 7 und der Abs tromrShren 

2 5 8 erreicht, was eine laminare S tromung im Stromungsraum 1 be- 

giinstigt . 

Figur 3 zeigt einen mit Elektrolyt 2 gefttllten Vorratsbehal- 
ter 17, in den ein Ablauf rohr 12 und ein Zulauf rohr 11 ge- 

3 0 fiihrt sind. Das Zulauf rohr 11 ist uber ein Drosselventil 16 

in den Vorratsbehalter 17 ge fiihrt. Als Mittel zur Erzeugung 
einer StrSmung findet die Forderpumpe 20 Verwendung. Im Vor- 
ratsbehalter 17 ist eine Heizung 19 angeordnet, die zur Tem- 
peraturregelung verwendet wird. Mittels einer weiteren For- 
35 derpumpe 25 und einer Filterpatrone 21 kann der Elektrolyt 2 
aus dem Vorratsbehalter 17 in einem kontinuierlichen ProzeS 
gereinigt werden. 
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Mit Hilfe des Drehantriebs und der Forderpumpe kann die Rota- 
tionsgeschwindigkeit des Wafers und die Stromungsgeschwindig- 
keit des Elektrolyten auf den gewQnschten ProzeS abgestimmt 
5 werden . 

Die Erfindung beschrankt sich nicht auf die beispielhaft ge- 
zeigten Ausf Uhrungsf ormen, sondern wird in ilirer allgemein- 
sten Form durch Anspruch 1 definiert. 
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PatentansprCche 

1. Anordnung zum gleichmaSigen Umstromen einer Oberf lache ei- 
ner Probe (3) mit einer Fliissigkeit (2), aufweisend 

- einen Strbmungsraum (1) , der von der Fliissigkeit (2) 
durchstrSmt ist, 

- eine zumindest teilweise im Str5mungsraum (1) befindli- 
che Probe (3), die mittels eines Drehantriebs (5) um ei- 
ne Drehachse drehbar ist, 

- Zu- und Abstrdmrohren (7, 8) , die, jeweils ausgehend 
von einem Zu- bzw. Ablauf behalter (9, 10), zu entgegen- 
gesetzten Enden des Stromungsraumes (1) verlaufen, 

- ein Zulaufrohr (11), das im Zulauf behalter (9) endet, 

- ein Ablauf rohr (12), das im Ablauf behalter (10) beginnt, 

- Mittel (20) zum Erzeugen einer Stromung, und 

- im Zu- und/oder Ablauf behalter (9, 10) oder in den Zu- 
bzw. Abstromrdhren (7, 8) angeordnete, von der Flussig- 
keit (2) durchstromte Filter (13). 

2 . Anordnung nach Anspruch 1 , 

bei der die GroSe und die Anzahl der Filterporen (24) iiber 
die Gesamtf ilterf lache variierend so eingestellt sind, da£ 
ein eine ungleichmafiige Durchstromung der Rohren (7, 8) 
erzeugender Druckunterschied zwischen verschieden weit vom 
Zu-/ Ablauf rohr (11, 12) entfernten Zu-/Abstr6mr6hren (7, 
8) durch verschiedene den einzelnen Rdhren (7, 8-) zugeord- 
nete durchstromte Gesamtporenf lachen kompensiert ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 zum galvanischen Auf- 

oder Abtragen von Material auf oder von der Oberf lache der 
Probe (3), die eine Elektrode (6) im Stromungsraum (1) 
aufweist, bei der die Fliissigkeit (2) ein Elektrolyt ist 
und bei der die Probe (3) und die Elektrode (6) mit einer 
pulsierenden oder konstanten Stromquelle verbunden sind. 



WO 01/12882 



PCT/DEOO/02704 



10 

4. Anordnung nach Anspruch 3 zum galvanischen Auf- oder Ab- 
tragen von Material auf oder von der Oberflache der Probe, 
bei der 

- der Strdmungsraum (1) zwei parallel zur Stromungsrich- 
tung angeordnete ebene BegrenzungswcLnde mit einer ersten 
bzw. einer zweiten Ausnehmung aufweist, 

- die Probe (3) eine im wesentlichen ebene Oberflache auf- 
weist, zu der die Drehachse senkrecht angeordnet ist, 

- die Probe (3) die erste Ausnehmung abdeckt und die ge- 
nannte ebene Oberflache mit der zugehorigen Begrenzungs- 
wand eine Ebene bildet, und 

- die Elektrode (6) mit einer ebenen Oberflache die zweite 
Ausnehmung abdeckt und mit der zugehorigen Begrenzungs- 
wand eine Ebene bildet. 

5. Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die Elektrode (6) einen mit dem abzuscheidenden 
Material (14) in Granulatform gefullter Gitterkorb (15) 
aus elektrochemisch inertem Material ist, welcher eine 
ebene, Locher enthaltende Oberflache aufweist. 

6. Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die Elektrode (6) aus einem mit Platin oder einem 
anderen Edelmetall beschichteten eine ebene Oberflache 
aufweisenden Metallk6rper besteht. 

7. Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, 

bei der das Zu- und/oder das Ablaufrohr (11, 12) uber ein 
Drosselventil (16) in einen mit FlUssigkeit (2) gefullten 
Vorratsbehaiter (17) gefuhrt ist r der Mittel zum Filtern 
(21) sowie zur Regelung von Temperatur (19), pH-Wert, 
Fullstand und ggf . auch der Ionenkonzentration der Flus- 
sigkeit (2) aufweist. 

8. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 5 bis 7 zum Ab- 
scheiden einer Schicht aus Nickel-/Eisenlegierung auf ei- 
nem Silizium- oder Keramikwafer (3), wobei die Legierungs- 
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zusammensetzung und die intrinsische mechanische Spannung 
der Schicht viber den Wafer (3) homogen ist. 

9 . Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 bis 7 zum Belak- 
5 ken eines Wafers (3) mit elektrophoretischem Photolack. 

10. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 zum 
stromlosen Abscheiden von Material auf der Oberflache der 
Probe . 

10 

11. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 zum Ab- 
tragen von Material von der Oberfl&che der Probe, wobei 
als Flussigkeit eine Atzlosung eingesetzt wird. 
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